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(57) Le dispositif comporte deux cylindres (1) con-
trarotatifs refroidis, deux parois d'obturation latérale (3)
et des moyens de support et d'application en pression
des dites parois d'obturation contre les chants (2) des
cylindres, une plaque de poussée (10) mobile selon la
direction axiale (A) des cylindres et disposée perpendi-
culairement a cette direction, une platine (19), qui sup-
porte la paroi d'obturation (3) et qui est portée par la pla-
que de poussée (10) et disposée en face de celle-ci, au
moins trois organes de poussée, tels que des ressorts
(14), interposés entre la plaque de poussée (10) et la
platine (19), ces organes étant répartis sur une zone de
forme correspondant a celle de la paroi d'obturation (3),
et pouvant exercer sur celle-ci des efforts de poussée
indépendamment |'un de l'autre.

Application a la coulée continue entre cylindres de
bandes minces en acier.

Dispositif de coulée continue entre cylindres a parois d’obturation latérale appliquées
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Description

La présente invention concerne la coulée continue
de produits métalliques minces, notamment de bandes
minces en acier, selon la technique de coulée continue
entre deux cylindres contra-rotatifs refroidis. Elle concer-
ne plus particuliérement les parois d'obturation latérale,
appliquées contre les extrémités frontales des cylindres,
pour délimiter I'espace de coulée défini entre les cylin-
dres, ainsi que leurs moyens de support et d'application
contre les dites extrémités frontales.

Il est connu que les installations de coulée continue
entre cylindres comportent deux cylindres d'axes hori-
zontaux et paralléles, vigoureusement refroidis intérieu-
rement par circulation d'eau, entrainés en rotation de
sens inverse, et espacés |'un de l'autre d'une distance
correspondant a |'épaisseur souhaitée du produit coulé.

Lors de la coulée, le métal en fusion est déversé
dans l'espace de coulée, défini entre les cylindres, se
solidifie au contact de ceux-ci, et est extrait vers le bas,
lors de leur rotation, sous forme d'une bande mince.
Pour contenir le métal en fusion, les parois d'obturation
latérale sont plaquées contre les exirémités frontales
des cylindres. De telles parois d'obturation latérale sont
couramment réalisées en matériau réfractaire, au moins
dans leur partie amenée a étre en contact avec le métal
en fusion.

Il est donc nécessaire d'assurer I'étanchéité entre
les cylindres et les parois d'obturation latérales. Pour ce-
la, ces parois d'obturation sont pressées contre les ex-
trémités des cylindres. Pour réduire le frottement induit
lors de la rotation des cylindres, une lubrification de ['in-
terface cylindre - paroi d'obturation est habituellement
prévue, celle-ci s'effectue par apport d'un lubrifiant con-
sommable ou par utilisation, au niveau de cet interface,
d'un matriau autolubrifiant.

Cependant, la ralisation effective de cette tanchit et
sa conservation tout au long de la coule prsente encore
de nombreuses difficults, dues notamment :

- auxdformations gomtriques des cylindres et des pa-
rois d'obturation, en particulier en dbut de coule, pro-
voques par les dilatations des divers Iments de l'ins-
tallation,

- aux efforts exercs sur ces Iments, notamment les ef-
forts exercs sur les parois d'obturation, dans la di-
rection des axes des cylindres, par le mtal coul, et
qui tendent carter les dites parois d'obturation des
cylindres,

- l'usure des parois d'obturation, ou des chants des
parois refroidis des cylindres, qui n'est pas toujours
rgulire sur toute la surface des zones en contact,

- auxventuelles amorces d'infiltration de mtal coul en-
tre paroi d'obturation et cylindre, et de solidification
de ces infiltrations, qui tendent les carter I'une de
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l'autre.

Il a dj t propos de rsoudre ces problmes en provo-
quant une usure contrle de la paroi d'obturation, par frot-
tement des cylindres contre celle-ci, et ceci tout au long
de la coule. Ainsi, on vise rgnrer en permanence l'inter-
face paroi d'obturation - cylindre, de manire uniformiser
au mieux les conditions de contact sur toute la surface
de cette interface. Ainsi, le document EP-A-546 206 dcrit
une mthode selon laquelle, avant le dbut de la coule, on
presse fortement les parois d'obturation contre les cylin-
dres, pour effectuer en quelque sorte un rodage de cel-
le-ci par abrasion par les chants des cylindres, puis on
rduit cette pression et, en cours de coule, on continue
dplacer les parois d'obturation vers les cylindres une vi-
tesse prdtermine pour assurer continuellement la pour-
suite de |'usure volontaire et tenter ainsi de conserver un
contact rgulier sur toute la surface des interfaces.

Mais cette mthode conduit une usure importante du
matriau rfractaire des parois d'obturation, mme lorsque
les conditions du contact sont satisfaisantes.

Si, au lieu de rgnrer l'interface comme indiqu ci-des-
sus, on se contente d'appliquer la paroi d'obturation avec
un effort prdtermin, il peut se produire une usure plus
forte dans certaines zones de linterface, ou dans
d'autres zones des infiltrations localises entre le chant
des cylindres et la paroi d'obturation, qui conduisent crer
localement un jeu entre cylindre et paroi d'obturation.
Par exemple, une infiltration entre un cylindre et la dite
paroi va tendre, en se solidifiant, carter la paroi d'obtu-
ration du chant de ce cylindre, et donc galement du chant
du deuxime cylindre, puisque la paroi va alors reculer
dans son ensemble, avec le risque de dtriorer |'tanchit
au niveau du dit deuxime cylindre. Le mme problme peut
survenir si les parois frontales d'extirmits des cylindres
ne sont pas parfaitement orthogonales aux axes des cy-
lindres, et/ou ne sont pas exactement dans le mme plan ;
dans ce cas, la paroi d'obturation est correctement ap-
plique contre un cylindre mais pas contre l'autre.

La prsente invention a pour but de rsoudre ces pro-
bimes, et vise en particulier garder la meilleure tanchit
possible, pendant toute la coule, entre une paroi d'obtu-
ration et les deux cylindres contre lesquels elle est ap-
plique.

Avec ces objectifs en vue, l'invention a pour objet un
dispositif de coule continue entre cylindres de produits
mtalliques minces, comportant deux cylindres contraro-
tatifs refroidis, deux parois d'obturation latrale et des
moyens de support et d'application en pression des dites
parois d'obturation contre les chants des cylindres, ca-
ractris en ce que les dits moyens de support comportent :

- une plaque de pousse mobile selon la direction axia-
le des cylindres et dispose perpendiculairement cet-
te direction,

- une platine, qui supporte la paroi d'obturation, et qui
est porte par la plaque de pousse et dispose en face
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de celle-ci,

- aumoins trois organes de pousse interposs entre la
dite plaque de pousse et la dite platine, ces organes
tant rpartis sur une zone de forme correspondant
celle de la paroi d'obturation, et pouvant exercer sur
celle-ci des efforts de pousse indpendamment I'un
de l'autre.

La platine est uniquement supporte par la plaque de
pousse, c'est--dire qu'elle lui est lie mcaniquement uni-
quement dans la direction verticale et ventuellement ho-
rizontalement, perpendiculairement aux axes des cylin-
dres. Par contre, la platine peut se dplacer par rapport
la plaque de pousse d'une part dans la direction des axes
des cylindres, et d'autre part en pivotant par rapport cel-
le-ci autour d'un axe quelconque situ dans le plan gnral
de cette platine, sensiblement orthogonal la dite direc-
tion axiale.

Ces diffrents dplacements autoriss sont bien sr li-
mits en amplitude, mais suffisants pour permettre la pa-
roi d'obturation de s'appliquer le mieux possible contre
les chants des cylindres, mme si les chants respectifs
des cylindres ne sont pas parfaitement coplanaires. De
plus, lorsque la paroi d'obturation est amene en cours
de coule s'loigner du chant d'un cylindre, par exemple
suite au passage d'une solidification parasite du mtal
coul entre ce cylindre et la paroi d'obturation, cette der-
nire peut Ilgrement pivoter sur elle-mme et donc garder
le meilleur contact possible avec le deuxime cylindre,
alors que sans cette libert de mouvement, une telle so-
lidification parasite conduirait repousser la paroi dans
son ensemble et crer un jeu entre celle-ci et le deuxime
cylindre.

Par ailleurs, lors d'un tel pivotement, les organes de
pousse situs du ct o la paroi d'obturation s'carte du cy-
lindre sont plus fortement sollicits, et, en raction, il est
possible d'agir prfrentiellement ou uniquement sur
ceux-ci sans modifier sensiblement la pousse du ct du
deuxime cylindre.

Les organes de pousse peuvent tre des vrins pilots
ou des ressorts.

Dans le cas o les organes de pousse sont des vrins,
on peut alors les piloter individuellement soit en pression
soit en dplacement, ce qui permet d'appliquer une pous-
se plus importante juste I'endroit o un tel surcrot de pous-
se est requis, par exemple dans le cas indiqu ci-dessus,
du ct o s'est produit une solidification parasite.

Dans le cas o les organes de pousse sont des res-
sorts, ce surcrot de pousse est en fait gnr automatique-
ment par la compression des ressorts, du ct o la paroi
d'obturation est cart des cylindres, et donc par I'augmen-
tation de laforce exerce par les ressorts comprims, dans
la mesure o la position de la plaque de pousse est fixe.

Prirentiellement, la raideur de chaque ressort et la
rpartition des ressorts dans la dite zone sont dtermines
de manire que, pour une mme flche de ces ressorts, l'ef-
fort de pousse qu'ils exercent dans la partie basse de la
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paroi d'obturation soit suprieur l'effort de pousse exerc
dans la partie haute de la paroi. Cette disposition permet
de tenir compte du fait que la pression exerce sur la paroi
d'obturation par le mtal coul est plus forte en bas de cette
paroi que vers le haut, d'une part cause de la pression
hydrostatique du mtal liquide, d'autre part cause de I'effet
de laminage exerc par les cylindres sur le mtal en cours
de solidification, proximit du col entre les cylindres, qui
tend largir la bande coule et donc repousser le bas de la
paroi d'obturation. Pour obtenir cette rpartition particulire
de l'effort de pousse, on peut jouer soit sur la raideur des
ressorts, soit sur le positionnement et la rpartition des
ressorts dans le plan de la plaque de pousse, ce qui est
plus facilement ralisable lorsque le nombre de ressort
est suffisamment grand, soit sur ces deux paramtres la
fois.

Dans le cas de l'utilisation de vrins, le choix de I'em-
placement de ceux-ci tiendra galement compte de la
rpartition souhaite des efforts d'application de la paroi
d'obturation sur les cylindres. Ce choix est cependant
moins contraignant, puisque cette rpartition des efforts
pourra tre ralise par un pilotage en pression adquat des
vrins.

Outre l'avantage dj indiqu de pouvoir rpartir selon
une configuration prdtermine la pousse exerce sur la pa-
roi d'obturation 3 et de ne pas reculer la totalit de la paroi
en cas de solidification parasite, l'invention permet aussi
de pouvoir moduler pendant la coule la force d'appui glo-
bale, en dplaant la dite plaque de pousse 10 par rapport
aux cylindres, tout en conservant I'adaptabilit de la posi-
tion de la paroi d'obturation par rapport aux chants des
cylindres. A cette fin, la plaque de pousse est porte par
un chariot mobile 8 dans la dite direction axiale, et le dis-
positif comporte des moyens pour dplacer le dit chariot
par rapport aux cylindres et exercer sur celui-ci un effort
dirig vers les cylindres. Par exemple, en dplaant la pla-
que de pousse vers les cylindres, les ressorts 14 subis-
sent tous une compression complmentaire, qui s'ajoute
celle qu'ils possdaient avant ce dplacement, mais qui
conserve une rpartition similaire de la pousse sur la sur-
face de la paroi 3, tout en accentuant plus fortement l'ef-
fort dans les zones o les ressorts fournissaient dj un ef-
fort plus grand. Ainsi, par exemple, la position de la pla-
que de pousse peut tre rgle initialement, au moment du
dmarrage, pour comprimer assez fortement les ressorts,
et ainsi assurer une sorte de rodage de la paroi d'obtu-
ration contre les chants des cylindres ; puis la force d'ap-
pui globale peut tre rduite, en rgime de coule stabilis,
pour notamment viter une usure trop rapide de la paroi
d'obturation, et raugmente en cas d'incident, par exem-
ple d'infiltration de mtal liquide, pour rtablir le plus vite
possible I'tanchit.

D'autres caractristiques et avantages apparatront
dans la description qui va tre faite d'un dispositif de coule
continue entre cylindres de bandes minces en acier.

On se reportera aux dessins annexs dans lesquels :

- lafigure 1 est une vue en coupe de I'ensemble de
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support de la paroi d'obturation latrale, dans le cas
o les organes de pousse sont des ressorts,

- lafigure 2 est une vue en coupe selon la ligne Il - 1l
de la figure 1, montrant la rpartition des ressorts
dans le plan de la paroi de pousse.

- lafigure 3 est une vue partielle agrandie de la figure
2.

Surles figures, les mmes Iments sont dsigns par des
rfrences identiques.

Sur le dessin de lafigure 1, on n'a reprsent que l'un
des cylindres 1 de l'installation de coule, contre le chant
2 duquel est pousse la paroi d'obturation 3, porte par un
ensemble de support 4.

Cet ensemble de support comprend un chssis rigide
5, qui porte un premier chariot, ou chariot de prpositio-
nement 6, rglable en position sur le chssis 5, dans la di-
rection axiale A des cylindres, par exemple par un syst-
me vis-crou 7.

Le chariot de prpositionnement 6 porte un second
chariot 8, guid en translation dans la direction axiale A.
Le rglage en position du second chariot 8 est assur par
un vrin 9 de positionnement et de pousse.

Le second chariot 8 supporte une plaque de pousse
10, au moyen de deux axes de support 11. Par ailleurs,
la plagque de pousse 10 est maintenue contre des appuis
12 lis au chariot 8 et rglables en position, de manire con-
nue en soi, pour assurer la verticalit de la plague de
pousse 10.

La plaque de pousse 10 comporte une pluralit d'al-
sages 13, rpartis sur une zone de forme triangulaire cor-
respondant la forme de la paroi d'obturation. Dans cha-
que alsage 13 est plac un ressort de compression 14 en
appui par une exirmit au fond de l'alsage, et par l'autre
extrmit sur un piston 15 coulissant dans l'alsage et com-
portant des moyens de retenue 16 pour maintenir ressort
et piston dans l'alsage.

La plague de pousse 10 comporte galement sa par-
tie suprieure des blocs d'appui 17, 17, sur lesquels re-
posent des oreilles 18, 18' d'une platine 19 refroidie in-
trieurement et dont la face arrire est en contact avec les
pistons 15.

L'un des blocs d'appui 17 comporte une nervure 17B
qui s'engage avec un jeu rduit dans une rainure corres-
pondante de l'oreille 18, pour assurer le positionnement
latral de la platine selon Ox (direction horizontale), tout
en la laissant libre en rotation selon Oz (direction verti-
cale). L'autre oreille 18' repose simplement sur le bloc
d'appui 17'. En somme, les plans 17A et 17'A formant
sur les blocs d'appui 17 et 17', les surfaces porteuses,
fixent 'altitude selon Oz de la paroi d'obturation, la ner-
vure 17B fixe la position selon Ox et la direction selon
Oy est libre. Des moyens 20 de bute latrale de I'extrmit
infrieure de la platine 19 par rapport la plaque d'appui 10
sont galement prvus pour viter un basculement sur les
appuis 17 et 17",
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Une plaque 21 en matriau rfractaire isolant est main-
tenue contre la face avant de la platine 19, par une cein-
ture mtallique refroidie 22 qui I'entoure et qui est suspen-
due sur la platine par un axe en forme de crochet 23, qui
repose dans un berceau 24 de la dite platine, avec une
certaine libert de mouvement dans la direction axiale Oy.
La plaque en rfractaire isolant 21 peut galement se dpla-
cer par rapport la ceinture refroidie 22, dans la direction
axiale, et a une paisseur Igrement suprieure celle de la
dite ceinture 22.

Sur la ceinture refroidie est visse une seconde cein-
ture 25 mtallique, entourant la paroi d'obturation 3 qui lui
est lie par un ciment rfractaire et dont I'paisseur est ga-
lement suprieure celle de la dite seconde ceinture 25, de
manire dpasser de celle-ci du ¢t des cylindres, pour viter
un contact entre ceux-ci et la ceinture 25, mme aprs une
usure maximale admise.

Les formes et dimensions des deux plaques rfrac-
taires 3 et 21 et des ceintures 22 et 25 sont telles que
mme lorsque la seconde ceinture 25 est serre sur la cein-
ture refroidie 22, la plaque en rfractaire isolant 21 n'est
en contact qu'avec la paroi d'obturation 3, et non avec
la dite deuxime ceinture 25.

Comme par ailleurs I'paisseur de la plaque en rfrac-
taire isolant 21 est suprieure celle de la ceinture refroidie,
I'effort de pousse transmis par la platine 19 est retrans-
mis uniquement la paroi d'obturation 3, et non la ceinture
25, ce quivite de crer des contraintes entre cette ceinture
et le matriau rfractaire de la paroi d'obturation, et donc
des risques de dformations de celle-ci ou sa dsolidarisa-
tion de la ceinture 25.

Lors de la fixation de la seconde ceinture 25 sur la
ceinture refroidie 22, il peut se produire un dplacement
de cette dernire vers les cylindres ; c'est pourquoi la
liaison avec la plaque rfractaire isolante 21 n'est pas ri-
gide, et le crochet 23 a aussi une certaine libert de dpla-
cement dans le berceau 24, dans la direction axiale.

Prirentiellement, la platine 19 est en acier, de mme
que la ceinture refroidie 22, et la seconde ceinture 25 est
en un matriau qui prsente de bonnes caractristiques
chaud tel que de I'acier ou de la fonte d'acier, son refroi-
dissement naturel tant assist par contact avec la ceinture
22 refroidie par une circulation interne d'eau.

Avant le dbut de la coule, il est ncessaire de prchaut-
fer la paroi d'obturation 3. Pour cela, I'ensemble de sup-
port 4 est loign des cylindres, le chssis 5 tant cet effet
muni de moyens, connus en soi, non reprsents, permet-
tant d'assurer son dplacement par rapport la structure
de l'installation de coule.

Un four de prchauffage rayonnement est alors amen
en face de la paroi d'obturation pour porter celle-ci une
temprature leve, le rfractaire isolant 21, la plaque refroi-
die 19 et la ceinture refroidie 22 limitant I'chauffement du
reste du dispositif.

Juste avant le dmarrage, le four et vacu, puis le chs-
sis 5 est ramen en position et brid sur la structure. Le
vrin 9 est alors command pour amener la paroi d'obtu-
ration au contact des chants des cylindres et en conti-



7 EP 0 698 433 A1 8

nuant son mouvement, dplacer la plaque de pousse 10,
ce qui a pour effet de comprimer les ressorts 14. Le vrin
9 est rgul en position. L'effort qu'il fournit est transmis la
plaque de pousse par le chariot 8 et ses appuis 12, et
cet effort est ensuite rparti sur la platine 19 par les
ressorts ; les efforts fournis localement par chacun des
dits ressorts 14 sont donc essentiellement fonction de la
compression de ceux-ci et donc de la position relative
de la platine et de la plaque de pousse.

Ainsi, pour une position dtermine du vrin 9, la paroi
d'obturation 3 est applique contre les cylindres 1 dans
une position qui assure le meilleur contact possible. En
effet, mme si, par exemple, les chants des deux cylindres
sont Igrement voils ou dcals axialement I'un par rapport
l'autre, la paroi d'obturation est applique contre les deux
cylindres, avec un minimum de jeu. Cependant, les ef-
forts de pousse, du ct du cylindre dont le chant dborde
par rapport l'autre, sont plus levs, ce quiva entraner une
usure plus rapide de ce ct de la paroi d'obturation 3, et
donc tendre ramener son plan gnral parallle celui de la
plaque de pousse 10, conduire une rpartition plus homo-
gne des efforts fournis par les ressorts 14, et obtenir un
contact optimal pour I'tanchit entre paroi d'obturation 3
et cylindres 1.

Au cours de la coule, si une solidification parasite
apparat entre un cylindre et la paroi d'obturation, celle-ci
recule du ct du dit cylindre, mais garde le meilleur contact
possible avec le deuxime cylindre. Le dit recul comprime
les ressorts du ct o il se produit et augmente spontan-
ment en consquence l'effort de pousse de ce ct; il s'en-
suit une augmentation du frottement qui conduit plus ou
moins rapidement ['limination de la dite solidification.

Dans le cas o se produit une usure accentue d'un ct
de la paroi d'obturation, les ressorts 14 vont agir de ma-
nire que la paroi d'obturation reste cependant en contact
avec le cylindre situ de ce ct. Ce dplacement peut tre
dtect soit par un capteur de dplacement, soit par une
rduction de I'effort de pousse, rsultant du fait que les res-
sorts situs du dit ct se trouvent ainsi moins comprims. Le
vrin 9 peut alors tre command pour avancer la plaque de
pousse vers les cylindres, jusqu' rtablir l'effort souhait
d'application de la paroi d'obturation contre le chant du
cylindre du ct o s'est produit l'usure. Ce faisant, les efforts
de l'autre ct sont accrus et vont donc conduire une usure
acclre de cet autre ct, ce qui aura pour rsultat de ramener
la paroi d'obturation paralllement la plaque de pousse,
et donc de retrouver |'tanchit optimale.

Ainsi, les ressorts 14 permettent non seulement
d'absorber des dfauts du contact paroi d'obturation - cy-
lindre, mais tendent assurer une correction automatique,
spontane de ces dfauts. Contrairement la technique an-
trieure indique prcdemment o I'on rode en continu la pa-
roi rfractaire pour assurer le meilleur contact possible
avec les cylindres, en la poussant contre ceux-ci avec
un effort important, I'invention permet d'une part de rdui-
re cet effort de pousse, et d'autre part de n'user la paroi
d'obturation que lorsqu'apparat une perturbation du con-
tact.
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De plus, mme en l'absence de telles perturbations,
le dispositif selon l'invention permet de rgler la force d'ap-
pui de la paroi d'obturation contre le chant des cylindres,
notamment en fonction de chaque tape de la coule, par
une simple commande du vrin 9. On pourra par exemple
exercer une force importante au dmarrage de la coule,
pour effectuer une sorte de rodage de la paroi d'obtura-
tion contre le chant des cylindres, puis rduire cette force
en rgime de coule stabilise, et 'augmenter volontaire-
ment en cas d'incident, par exemple d'infiltration de mtal
liquide.

Dans une variante de ralisation du dispositif dj indi-
que, les ressorts peuvent tre remplacs par des vrins pi-
lots qui assureront les mmes fonctions que les ressorts,
partir de la mesure de leur pression interne, et de la po-
sition de la paroi d'obturation. Chacun des vrins pourra
tre rgul individuellement selon des lois prdfinies, pour as-
surer par exemple soit un effort proportionnel au dplace-
ment, les vrins agissant alors comme des ressorts, soit
un effort constant, ou encore selon des lois du type F =
Kx" ou F = KeX, o F est l'effort, K et n des constantes
prdfinies, x le dplacement de la tige du vrin, mesure par
exemple indirectement par des capteurs de dplacement
de la paroi d'obturation ou de la platine.

De plus, une rgulation de synchronisation de l'usure
de la paroi d'obturation, agissant sur tous les vrins, pour-
ra tre combine la rgulation individuelle, par exemple en
dfinissant un des vrins comme pilote et en asservissant
les autres sur le vrin pilote.

Prirentiellement alors, on choisira comme vrin pilote
celui situ vers le bas de la paroi d'obturation, c'est--dire
proximit du col entre les cylindres, o l'usure de la paroi
d'obturation est gnralement plus accentue.

Revendications

1. Dispositif de coule continue entre cylindres de pro-
duits mtalliques minces, comportant deux cylindres
(1) contrarotatifs refroidis, deux parois d'obturation
latrale (3) et des moyens de support et d'application
en pression des dites parois d'obturation contre les
chants (2) des cylindres, caractris en ce que les dits
moyens de support comportent :

- une plaque de pousse (10) mobile selon la di-
rection axiale (A) des cylindres (1) et dispose
perpendiculairement cette direction,

- une platine (19), qui supporte la paroi d'obtura-
tion (3) et qui est porte par la plaque de pousse
(10) et dispose en face de celle-ci,

- aumoinstrois organes de pousse (14) interposs
entre la dite plague de pousse (10) et la dite pla-
tine (19), ces organes tant rpartis sur une zone
de forme correspondant celle de la paroi d'ob-
turation (3), et pouvant exercer sur celle-ci des
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efforts de pousse indpendamment l'un de
l'autre.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractris en ce
que les dits organes de pousse sont des ressorts 5
(14).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractris en ce
que la raideur de chaque ressort (14) et la rpartition
des ressoris dans la dite zone sont dtermines de 70
manire que pour une mme flche de ces ressorts,
I'effort de pousse qu'ils exercent dans la partie
basse de la paroi d'obturation soit suprieur I'effort de
pousse exerc dans la partie haute de la paroi.
15
4. Dispositif selon la revendication 1 caractris en ce
que les organes de pousse sont des vrins pilots.

5. Dispositif selon la revendication 4 caractris en ce
que les vrins sont rguls en pression. 20

6. Dispositif selon I'une des revendications 1 5, carac-
tris en ce que la platine (19) est conforme de manire
que l'effort de pousse qu'elle transmet soit appliqu
uniquement sur la dite paroi (3). 25

7. Dispositif selon la revendication 6, caractrise en ce
que, la paroi d'obturation tant constitue d'une plaque
(3) en matriau rfractaire dur entoure d'une ceinture
(25) mtallique laquelle elle est lie, la dite ceinture 30
mtallique (25) est fixe sur une ceinture refroidie (22)
entourant une plaque en matriau rfractaire thermi-
quement isolant (21), avec une libert de dplacement
de cette dernire par rapport la dite ceinture refroidie
(22) dans la direction axiale des cylindres, la cein- 35
ture refroidie (22) tant supporte sur la dite platine
(19), et la plagque en rfractaire isolant (21) tant con-
forme de manire que l'effort de pousse transmis par
la platine la dite plaque (21) soit retransmis par
celle-ci uniquement la dite plaque en matriau rfrac- 40
taire dur (3).

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 7, carac-
tris en ce que la plaque de pousse (10) est porte par
un chariot (8) mobile dans la dite direction axiale, et 46
en ce qu'il comporte des moyens (9) pour dplacer le
dit chariot par rapport aux cylindres et exercer sur
celui-ci un effort dirig vers les cylindres.

50

55
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